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摘要(译)

当控制提供给EL元件的驱动电流的元件驱动晶体管以其线性工作时，基
于发光亮度或流过EL元件的电流检测由EL元件的短路引起的暗点缺陷。
操作区域和EL元件设置为发射水平。当元件驱动晶体管在其饱和操作区
域中操作并且EL元件被设置为发光电平时，可以基于流过EL元件的电流
来检测由元件驱动晶体管的特性变化引起的暗点缺陷。当基于发光亮度
检测到异常显示像素时，确定被确定为异常显示像素并且在暗点检查期
间未被确定为暗点缺陷的像素，并且该像素被检测为暗点由元件驱动晶
体管的特性变化引起的缺陷。
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